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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成24年2月23日(2012.2.23)

【公表番号】特表2008-527549(P2008-527549A)
【公表日】平成20年7月24日(2008.7.24)
【年通号数】公開・登録公報2008-029
【出願番号】特願2007-550633(P2007-550633)
【国際特許分類】
   Ｇ０８Ｂ  13/187    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０８Ｂ  13/187   　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年1月4日(2012.1.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　事象の位置を決定するための装置であって、前記装置は、
　光源（１６）と；
　Ｍａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計（１０）を有する導波管（１０，１２）であって、前
記光源（１６）から受信した光を前記導波管（１０，１２）に沿って双方向に伝搬させる
ことによって、前記導波管（１０，１２）内を双方向に伝搬する対向伝搬光学信号を提供
する前記導波管（１０，１２）であって、前記対向伝搬光学信号が前記事象による修正を
受けたときに、前記事象から前記導波管（１０，１２）に沿って双方向に伝搬し続ける修
正された前記対向伝搬光学信号である修正対向伝搬光学信号それぞれを生成することがで
きる前記導波管（１０，１２）と；
　検出器手段（４０，５０）と；
　第１の量だけ前記光を波長ディザするディザ信号源（７０）を有するコントローラ（２
０）と
を備え、
　前記Ｍａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計（１０）は、第１アーム（１４）と第２アーム（
１５）とを備え、
　前記第１アーム（１４）の長さは、前記第２アーム（１５）の長さとは異なり、
　前記対向伝搬光学信号は、前記第１アーム（１４）と前記第２アーム（１５）の両方を
通じて双方向に伝搬し、
　前記検出器手段（４０，５０）は、前記修正対向伝搬光学信号それぞれを検出すること
と、前記修正対向伝搬光学信号それぞれが前記検出器手段（４０，５０）に到着する時刻
の差を決定することとによって、前記位置を決定し、
　前記コントローラ（２０）は、前記対向伝搬光学信号それぞれの振幅を互いに一致させ
、且つ前記対向伝搬光学信号それぞれの位相を互いに一致させるように、前記対向伝搬光
学信号の偏光状態を制御し、
　前記ディザ信号源（７０）は、前記第１の量を用いることによって、前記Ｍａｃｈ　Ｚ
ｅｈｎｄｅｒ干渉計（１０）のドリフトしている出力動作点において前記対向伝搬光学信
号が前記対向伝搬光学信号の真の干渉縞可視度を常に示すように、少なくとも３６０°だ
け前記第１アーム（１４）と前記第２アーム（１５）との間の距離の違いによる前記位相
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の違いをディザすることによって、人工干渉縞を作成し、
　前記コントローラ（２０）は、前記位相が互いに一致することとと、前記真の干渉縞可
視度を示すこととの両方を維持するように動作することを特徴とする、装置。
【請求項２】
　前記振幅が互いに一致し、且つ前記位相が互いに一致する前記対向伝搬光学信号それぞ
れを、一致対向伝搬光学信号とすると、
　前記コントローラ（２０）は、前記一致対向伝搬光学信号が最大出力干渉縞を維持する
ように動作する、
　請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記コントローラ（２０）は、偏光コントローラ（４３，４４）を備える、
　請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　前記コントローラ（２０）はさらに、前記偏光コントローラ（４３，４４）に結合され
た偏光制御ドライバ（６３）と、前記偏光制御ドライバ（６３）に結合されたプロセッサ
（６２）とを備え、
　前記偏光制御ドライバ（６３）は、前記偏光コントローラ（４３，４４）を制御するこ
とによって、前記光源（１６）から前記第１アーム（１４）と前記第２アーム（１５）と
に供給される前記光の偏光を設定し、前記一致対向伝搬光学信号を提供する、
　請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記光源（１６）はさらに、ブラッグ回折格子を有するレーザ光源と、調整装置とを備
え、
　前記調整装置は、前記対向伝搬光学信号を生成するために、前記ブラッグ回折格子と前
記レーザ光源のレーザキャビティとのうちの少なくとも１つを制御することによって、前
記レーザ光源からの前記光の波長を変更する、
　請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記検出器手段（４０，５０）はさらに、前記検出器手段（４０，５０）によって検出
された前記対向伝搬光学信号をモニタするＭａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ出力モニタ（６０）
を備え、
　前記Ｍａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ出力モニタ（６０）は、修正された前記対向伝搬光学信
号が前記検出器手段（４０，５０）によって検出された場合に、前記事象の位置を決定す
るために信号をプロセッサ（６２）に提供する、
　請求項１～３，５いずれか１項記載の装置。
【請求項７】
　装置が事象の位置を決定する方法であって、
　前記装置は、光源（１６）と；Ｍａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計（１０）を有する導波
管（１０，１２）と；検出器手段（４０，５０）と；第１の量だけ前記光源（１６）から
の光を波長ディザするディザ信号源（７０）を有するコントローラ（２０）とを備え、
　前記Ｍａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計（１０）は、第１アーム（１４）と第２アーム（
１５）とを備え、
　前記第１アーム（１４）の長さは、前記第２アーム（１５）の長さとは異なり、
　前記方法は、
　前記光源（１６）が、前記光を前記導波管（１０，１２）に伝搬させることによって、
対向伝搬光学信号としての前記光を前記第１アーム（１４）と前記第２アーム（１５）の
両方を通じて双方向に伝搬させる伝搬工程であって、前記事象によって修正された前記対
向伝搬光学信号である修正対向伝搬光学信号は、前記導波管（１０，１２）に沿って双方
向に伝搬し続けることができることと；
　前記検出器手段（４０，５０）が、前記修正対向伝搬光学信号それぞれを検出すること
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と、前記修正対向伝搬光学信号それぞれが前記検出器手段（４０，５０）に到着する時刻
の差を決定することとによって、前記位置を決定する決定工程と；
　前記コントローラ（２０）が、前記対向伝搬光学信号それぞれの振幅を互いに一致させ
、且つ前記対向伝搬光学信号それぞれの位相を互いに一致させるように、前記対向伝搬光
学信号の偏光状態を制御する制御工程と
を有し、
　前記ディザ信号源（７０）は、前記第１の量を用いることによって、前記Ｍａｃｈ　Ｚ
ｅｈｎｄｅｒ干渉計（１０）のドリフトしている出力動作点において前記対向伝搬光学信
号が前記対向伝搬光学信号の真の干渉縞可視度を常に示すように、少なくとも３６０°だ
け前記第１アーム（１４）と前記第２アーム（１５）との間の距離の違いによる前記位相
の違いをディザすることによって、人工干渉縞を作成し、
　前記コントローラ（２０）は、前記位相が互いに一致することとと、前記真の干渉縞可
視度を示すこととの両方を維持するように動作することを特徴とする、方法。
【請求項８】
　前記振幅が互いに一致し、且つ前記位相が互いに一致する前記対向伝搬光学信号それぞ
れを、一致対向伝搬光学信号とすると、
　前記制御工程では、前記一致対向伝搬光学信号は、最大出力干渉縞を提供する、
　請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記制御工程は、
　前記Ｍａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計（１０）から出力された前記対向伝搬光学信号を
モニタしている間に、前記対向伝搬光学信号の強度がゼロであるゼロ状態または前記対向
伝搬光学信号の強度が最大である最大状態を検出するために、前記偏光状態をランダムに
変更することと；
　前記ゼロ状態または前記最大状態が検出される前記偏光状態を選択することと
を有する、
　請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記制御工程は、偏光コントローラ（４３，４４）を制御することによって、前記光源
（１６）から前記第１アーム（１４）と前記第２アーム（１５）とに供給される前記光の
偏光を設定し、前記一致対向伝搬光学信号を提供する、
　請求項９に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６０】
　図１３は、種々の実施形態の感知システムを形成するMach Zehnder干渉計からコントロ
ーラ２０が分離された本発明の第１実施形態の略ブロック図である。図１４は双方向ＭＺ
１０を示し、先に説明したような引き込みファイバ１２を含んでいる。第１の信号がＭａ
ｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ１０のアーム１４に入射され、第２の信号がＭａｃｈ　Ｚｅｈｎｄ
ｅｒ１０のアーム１５に入射されるように、引き込みファイバ１２はカプラＣ４に接続さ
れる。Ｍａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ干渉計１０は、通常数キロメートル以上である感知長さ
Ｌｓを有している。アーム１４および１５はさらなるカプラＣ５に接続され、その結果ア
ーム１４および１５に入射された信号は、カプラＣ５で再び結合され、出力信号ＣＷｏｕ

ｔとしてファイバ３１に受け取られる。同時に、対向伝搬信号がファイバ３１で受け取ら
れ、これはカプラＣ５に移動してアーム１４，１５に入り、その結果、２つの信号はカプ
ラＣ４で再結合し、カプラＣ４から引き込みファイバ１２に出て行く。このように、対向
伝搬信号はアーム１４および１５の両方に受け取られる。ファイバ１２に受け取られる出
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力伝搬信号はカプラＣ２を通過して第１の検出器４０まで伝わり、他方の対向伝搬信号は
ファイバ３１およびカプラＣ３を通過して第２の検出器５０まで伝わる。したがって、図
１４に示されるように、Ｍａｃｈ　Ｚｅｈｎｄｅｒ１０の感知長さＬｓの一部に摂動があ
る場合、修正対向伝搬信号が感知アーム１４および１５を通ってそれぞれの検出器４０お
よび５０に戻って伝わる。修正対向伝搬信号の受け取り間の時差が、検出器４０および５
０から、好ましい実施形態の検出装置を形成する出力モニタ６０およびその後プロセッサ
６２へと提供され、その結果、事象は認識され、事象位置が検出器４０および５０により
検出された修正対向伝搬信号の受け取り間の時差により決定される。
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